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(54) Bezeichnung: EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR UBERTRAGUNG VON MIKROSTRUKTUREN

(S7) Abstract: The invention relates to a device 2od a in2thod
4 for transferring microstructures from a tool to a substrare

1 which is to be structured. The invention zims to align the
13 tool and the substrate in a mutually controlled manper. The
device contains supports for the tool and the substraze which
cap be displaced in an opposing direction in relation 1o one
another, resulting in an alteration of the distance between ths
ol and the substrate. A measuring system s provided which
caz be inserted between the supports, for measuring selecied
locations on at Jeast ont measuring plane. The dirccaon of
displacement, of the supports is aligned vertically in relztion
to said measuring plane. The measuting system forms a frod
spatial relationship with the tool in a measuring position. Toe
substrate can be displaced parallel to the measuring plase,
order (o be aligned in relation to the 100l. The ipvegtion can
be used for producing microstruciured components.
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(57) Zusammenfassang: Bei einer Einrichamg und eincm
Verfahiren zur Ubestragung von Mikrostruktaren von einem
Werkzeug auf ein zu strukturierendes Substrat bestebt dic
Aufgabe, eine gegenseitige konwollierbare Austichibarkeit
von Werkzeug und formbarem Matetial zu gewihrleisten. Die
Einrichtung enthilt Trager fiir das Werkzeng und das Substrat.
die in einer Richtung gegeneinander verstellbar sind, aus der
eine Abstandsinderung des Werkzenges und des Subsirates
zoeinander sesulfiert.  Zur Vermessung avsgewiblter One
in mindestens einer Messebene, zu der die Richrung der
Verstellung der Triger senkvecht gesichtet ist, ist ein zwischen
die Trager cinschicbbares Messsystem vorgesehen. das in
einer Messposition mit dem Werkzeug in festor riumlicher
Bezichung steht. Das Substrat ist zwr Austichtung gegengber
dem Werkzeug parallel zur Messebene verschiebbar. he
Erfindung ist bei der Herstelhmg mikrostrukmirierter Banelemente anwendbar,
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